
供应KLA科磊安捷伦G200纳米压痕仪

产品名称 供应KLA科磊安捷伦G200纳米压痕仪

公司名称 上海翌霆机电科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:KLA
型号:G200
产地:美国

公司地址 上海市金山区朱泾镇临仓街600、612号15幢一楼
1738室（注册地址）

联系电话  18361004393

产品详情

纳米压痕仪｜安捷伦｜划痕和磨损测试|KLA｜Nano Indenter G200｜压痕仪｜划痕仪｜硬度和模量测量

 

 

KLA安捷伦Nano Indenter G200纳米压痕仪

KLA安捷伦Nano Indenter
G200纳米压痕仪是设计用于各种小尺寸材料的力学性能表征和开发过程中进行纳米力学测量的系统。 压
痕测试系统是一个模块化的完全可升级、可扩展功能且经过生产验证的平台，可用于质量控制和保证实
验室的自动力学性能测量。

KLA安捷伦Nano Indenter
G200纳米压痕仪是一种jingque高、操作灵活、用户界面友好的纳米尺度力学测试仪器。
G200系统可以测量杨氏模量和硬度，包括测量从纳米到毫米的六个数量级的变形。 纳米力学测量系统还
可以测量聚合物、凝胶和生物组织的复模量，以及金属薄膜的蠕变响应（应变速率敏感因子）。 模块化
选件可以适用各种应用:连续刚度测试、定量划痕及摩擦磨损测试、扫描探针成像、高温纳米压痕测试、
以及高达10N的高载荷能力和自编程软件。

功能

实现力和位移的高动态范围的电磁力作动器

用于划痕成像、高温纳米压痕测量和动态测试的模块化选件



用于快速测试设置的直观界面； 只需点击几下鼠标，即可更改测试参数

实时实验控制、简单的测试协议开发和jingque的热漂移补偿

屡获殊荣的高速快速测试选项，可用于测量硬度和模量

多功能成像功能，测量扫描， 和简化的测试方法开发，以快速获得结果

轻松确定压头面积函数和载荷框架刚度

应用

超快速硬度和模量测量

界面附着力测量

断裂韧性测量

粘弹性测量

扫描成像扫描探针显微镜（3D成像）

耐磨损和耐刮擦性

高温纳米压痕

行业

大学、研究实验室和研究所

半导体和电子工业制造

轮胎行业

涂料和油漆行业

生物医药产业

医疗器械

更多信息：联系我们了解您的需求

快速硬度和模量测量3D成像

材料的力学性能表征在新材料的研究和开发中具有重要意义。 Nano Indenter
G200能够以高达每个数据点1s的速率测量硬度和模量。
对这些力学性能的快速评估能让半导体和薄膜制造商将先进技术应用于生产线的质量控制和保证。

 

界面附着力测量



薄膜与基底的剥离通常是由于沉积过程中的内应力导致的储存弹性能量引起的。
界面附着力测量对于帮助用户了解薄膜失效模式而言至关重要。Nano Indenter
G200系统能够通过划痕模式获得膜层开裂的初始载荷，测量黏附特性以及多层薄膜的残余应力性能。

 

断裂韧性

断裂韧性指在平面应变条件下应力强度因子发生突然性失效的临界值。低断裂韧性值意味着样品预先存
在缺陷。使用刚度成像法可轻松通过纳米压痕仪获得断裂韧性。（刚度成像测量需要连续刚度测量，DC
M以及NanoVision选件。）

 

粘弹性能

聚合物是结构异常复杂的材料，其力学性能易受化学特性、加工工艺和热力学过程的影响。具体而言，
力学性能由母链的类型和长度、支化、交联、应变、温度和频率等因素决定，而他们通常是相互关联的
。应在相关环境中对聚合物样本进行力学测试，为聚合物设计参数决策提供有用的数据信息。纳米压痕
测试所需样本尺寸小，制作简单，更容易进行这种特定环境的测量。将圆柱形平压头压入被测材料，按
照设定频率震动，G200纳米力学测试系统还可用于测量聚合物样品的复合模量和粘弹性性能。

 

扫描探针显微成像（3D成像）

为测量设计应用的断裂韧性，KLA安捷伦Nano Indenter
G200纳米压痕仪提供了两种扫描探针显微成像法来表征压痕的裂纹长度。 断裂韧性指含有裂缝的缺陷材
料防止断裂扩展的能力。G200纳米压痕系统的压电样品台（NanoVision选项）具有超高精度定位能力，
可提供高达1nm步长的分辨率，最大扫描尺寸为100m x100m,Survey
Scanning软件选项将X/Y运动系统与NanoSuite软件相结合，可提供500m x 500m的最大扫描尺寸。
NanoVision样品台和Survey Scanning选项都需要对样品的jingque区域进行纳米压痕测试和断裂韧性计算。

 

耐磨性能和抗划伤性能

The Nano Indenter G200系统可以对各种材料进行划痕和摩擦磨损测试。
涂层和薄膜会受到很多工艺的影响，它们能检验这些薄膜的强度和对衬底的附着力，例如化学机械抛光
(CMP) 和引线键合。在工艺流程中，这些材料能够抵抗塑性形变并保持完整而不在衬底上起泡是非常重
要的。电介质材料通常需要高硬度和弹性模量来支持制造工艺。

 

高温纳米力学测试

高温下的纳米压痕可以jingque测量出材料在塑性转变之前、塑性转变时和塑性转变之后的纳米力学响应
。 了解材料行为，例如变形机制和相变，可以预测材料会在何时失效并改善热机械加工过程中的控制。
在主要力学测试法中改变温度是测量在纳米尺度上不易测试的材料之塑性转变的其中一种方法。

 



硬质涂层

通常，厚度<5m的硬质涂层用于表面保护、提高耐磨性、摩擦/润滑、提高耐温性和生物相容性。Nano
Indenter G200系统可以jingque地执行ISO标准化纳米压痕测试，并在不受衬底影响的情况下测量涂层的弹
性模量和硬度。Nano Indenter
G200纳米压痕仪还可测量划痕硬度和耐磨性。在涂层表面粗糙较高的情况下，NanoBlitz
3D选件可用于对材料特性进行快速的定量评估。

 

半导体晶圆

半导体制造商往往致力于生产具有高度机械完整性的薄膜。KLA纳米压痕仪能够测量超薄薄膜的弹性模
量和硬度，而不会出现来自底层衬底的影响。将实际材料变化与工艺参数建立关联，对于半导体应用至
关重要。

 

半导体封装

电子元件的性能和寿命可能取决于其封装的完整性。KLA纳米压痕仪让半导体封装厂商可以评估聚合物
底部填充物的力学性能、焊料应变率灵敏度和金属部件的强度。

 

聚合物与塑料

聚合物与塑料由于其随时间产生形变的特性，而被用于许多应用之中。无论聚合物是用作减振器、挤压
材料还是医疗植入物，通常都通过动态力学分析(DMA)对其进行分析。在许多情况下，塑料部件的几何
图形不适合采用传统的DMA仪器进行测试。无论样品的几何图形如何，KLA纳米压痕仪都能够局部定位
塑料部件上的目标区域，并检测与频率相关的储存模量、损耗模量和损耗因子。Nano Indenter
G200也可测量粘弹性蠕变和应力松弛特性。

 

电池与储能

电池材料的力学属性与电池的稳定性、充电容量和续航时间密切相关。Nano Indenter
G200纳米压痕仪非常适合测试各种电池材料，从软质锂金属到硬质陶瓷基片。Nano Indenter
G200提供面向多种环境的先进测量解决方案，其中包括干燥室和手套箱。

 

研发

KLA纳米压痕仪的设计，不仅是能满足要求严苛的研发应用所需的精度和准确度，同时使用起来非常灵
活的科学仪器。无论是测量新型材料的力学性能、检测金属的形变机制，还是分析随温度变化的应变速
率敏感因子，Nano Indenter G200具备多样的纳米压痕测量能力，以实现先进的研究和加速开发进程。

 



汽车与航空航天

KLA的纳米压痕仪在不同温度下对材料进行gaoji表征，这对于汽车和航空航天应用而言是一项关键功能
。强度、刚度和随时间变化的力学性能都可使用Nano Indenter G200纳米压痕技术进行测量。
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